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逆磁場ピンチ（RFP）配位は弱い外部磁場で高

ベータプラズマ閉じ込めが可能であり，高効率の

核融合炉心プラズマ候補の1つである．また，RFP

のアスペクト比を下げるとブートストラップ電

流割合が増大することも指摘されている [1]． 

RELAX [2] は主半径 R=0.5 m，小半径 a=0.25 

m，アスペクト比 A=2 の低アスペクト比 RFP 実

験装置である．真空容器は厚さ 4 mmの SS製で

導体シェルはない．真空容器の磁場浸透時間（～

1 ms）が放電時間（> 3 ms）よりも短いので，64

個のサドルコイルアレイを装着してフィードバ

ック制御により m=1/n=2 抵抗性壁不安定性を安

定化している [2]．これまでに到達したプラズマ

パラメータはプラズマ電流 Ipが 40～120 kA，中

心電子温度 Teが 40～200 eV，線平均電子密度 ne

が 1018～1019 m-3の領域にある．真空容器中心の

電子温度と電子密度は YAG レーザートムソン散

乱装置により測定し，線平均電子密度の測定には

140GHzマイクロ波干渉計を用いている． 

生成された RFP プラズマの性能指標の１つと

して，ベータ値（プラズマ圧力／磁気圧力）があ

る．RELAX では真空容器中心の電子ポロイダル

ベータ値 βpe=ne(0)kBTe(0)/(Bθ2(a)/2μ0)（RFP配位

では電子の全ベータ値にほぼ等しい）が 10%を越

える値を達成している [3]．ただし，燃料ガスを

あらかじめ容器に導入した後にプラズマを生成

するため高密度放電が困難であり，規格化密度

ne/nGが 0.3以下の領域での運転に限られていた． 

高電流領域で高密度放電を行うために高速電

磁弁とノズル構造を組み合わせた超音速ガスパ

フ系を開発し，ガス流速測定結果を報告した [4]．

低い充填ガス圧で放電初期のポロイダル磁束消

費を節約して高い電流を達成し，高速ガスパフに

より高密度化を図るシナリオを描いている． 

図 1に Ip~60 kAのプラズマにガスパフを行っ

た場合の放電波形の例を示す．電流フラットトッ

プフェーズの電子密度が 2-3倍に増加する．この

プラズマ電流領域でガスパフを行った結果、図 2

のように規格化密度の領域は ne/nG > 0.3 に拡大

したが，電子ポロイダルベータ値の増加には至っ

ていない．このプラズマ電流領域では電子密度の

緩和振動現象，ガスパフによる粒子閉じ込め特性

の変化などが観測されており，これらの結果を議

論する．  
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図 1.ガスパフありなしのプラズマ電流 Ipと電子

密度 neの時間発展の比較 

 
図2. 電子ポロイダルベータ値βpeの密度依存性 


